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　　犉狅狌狀犱犪狋犻狅狀犻狋犲犿：ＴｈｅＮａｔｕｒａｌＳｃｉｅｎｃｅＦｏｕｎｄａｔｉｏｎｏｆＨｅｂｅｉＰｒｏｖｉｎｃｅ（Ｎｏｓ．Ａ２０１５４０２０３５，Ｂ２０１５４０２０６６），ｔｈｅＳｃｉｅｎｃｅａｎｄＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

ＲｅｓｅａｒｃｈＦｏｕｎｄａｔｉｏｎｏｆＨｅｂｅｉＥｄｕｃａｔｉｏｎＤｅｐａｒｔｍｅｎｔｆｏｒＹｏｕｎｇＴｅａｃｈｅｒｓｉｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ（Ｎｏｓ．ＱＮ２０１４１３４，ＱＮ２０１６０９０，ＹＱ２０１４０１３）．

犉犻狉狊狋犪狌狋犺狅狉：ＬＩＵＸｉｕｈｏｎｇ（１９８３－），ｆｅｍａｌｅ，ｌｅｃｔｕｒｅｒ，Ｐｈ．Ｄ．ｄｅｇｒｅｅ，ｍａｉｎｌｙｆｏｃｕｓｅｓｏｎｗａｖｅｇｕｉｄｅａｎｄｏｐｔｏｆｌｕｉｄｉｃｄｅｖｉｃｅ．Ｅｍａｉｌ：

ｌｉｕｘｉｕｈｏｎｇ＠ｈｅｂｅｕ．ｅｄｕ．ｃｎ

犚犲犮犲犻狏犲犱：Ｄｅｃ．１６，２０１６；犃犮犮犲狆狋犲犱：Ｆｅｂ．９，２０１７

犺狋狋狆：∥狑狑狑．狆犺狅狋狅狀．犪犮．犮狀

犱狅犻：１０．３７８８／ｇｚｘｂ２０１７４６０４．０４１３００１
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犘狉狅狆犲狉狋犻犲狊狅犳犠犪狏犲犵狌犻犱犲犻狀犉狌狊犲犱犛犻犾犻犮犪犪狀犱犙狌犪狉狋狕犆狉狔狊狋犪犾犉犪犫狉犻犮犪狋犲犱

犫狔犆狌
２＋犐狅狀犐犿狆犾犪狀狋犪狋犻狅狀

ＬＩＵＸｉｕｈｏｎｇ，ＨＡＮＨａｉｙａｎ，ＺＨＵＱｉａｏｆｅｎ，ＨＵＡＮＧＹａｎｂｉｎ，ＤＯＮＧＺｈａｏ
（犛犮犺狅狅犾狅犳犕犪狋犺犲犿犪狋犻犮狊牔犘犺狔狊犻犮狊，犎犲犫犲犻犝狀犻狏犲狉狊犻狋狔狅犳犈狀犵犻狀犲犲狉犻狀犵，犎犪狀犱犪狀，犎犲犫犲犻０５６０３８，犆犺犻狀犪）

犃犫狊狋狉犪犮狋：ＰｌａｎａｒｗａｖｅｇｕｉｄｅｓｗｅｒｅｆａｂｒｉｃａｔｅｄｉｎｆｕｓｅｄｓｉｌｉｃａａｎｄｑｕａｒｔｚｃｒｙｓｔａｌｂｙＣｕ
２＋
ｉｏｎｉｍｐｌａｎｔａｔｉｏｎ

ｒｅｓｐｅｃｔｉｖｅｌｙ．Ｔｈｅｇｕｉｄｉｎｇｍｏｄｅｐｒｏｐｅｒｔｙｗａｓｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｅｄｉｎｔｗｏｔｙｐｅｓｏｆｗａｖｅｇｕｉｄｅｓｂｙｔｈｅｐｒｉｓｍ

ｃｏｕｐｌｉｎｇｍｅｔｈｏｄ．Ｔｈｅｒｅｓｕｌｔｓｉｎｄｉｃａｔｅｔｈａｔａｎｅｎｈａｎｃｅｔｙｐｅｗａｖｅｇｕｉｄｅｆｏｒｍｅｄｉｎｆｕｓｅｄｓｉｌｉｃａ，ｗｈｉｌｅａ

ｂａｒｒｉｅｒｔｙｐｅｗａｖｅｇｕｉｄｅｆｏｒｍｅｄｉｎｑｕａｒｔｚｃｒｙｓｔａｌｂｙｔｈｅｓａｍｅｉｏｎｉｍｐｌａｎｔａｔｉｏｎ．Ｔｈｅａｎｅａｌｉｎｇｅｆｆｅｃｔｓｔｏｔｈｅ

ｅｆｆｅｃｔｉｖｅｒｅｆｒａｃｔｉｖｅｉｎｄｉｃｅｓｏｆｇｕｉｄｉｎｇｍｏｄｅｓｉｎｔｗｏｔｙｐｅｓｏｆｗａｖｅｇｕｉｄｅｓｗｅｒｅｒｅｓｅａｒｃｈｅｄ．Ｔｈｅｅｆｆｅｃｔｉｖｅ

ｒｅｆｒａｃｔｉｖｅｉｎｄｉｃｅｓｏｆｔｈｅｇｕｉｄｉｎｇｍｏｄｅｓｉｎｆｕｓｅｄｓｉｌｉｃａｄｅｃｒｅａｓｅｗｉｔｈｔｈｅｉｎｃｒｅａｓｅｏｆａｎｎｅａｌｉｎｇｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ．

Ｈｏｗｅｖｅｒ，ｉｎｑｕａｒｔｚｃｒｙｓｔａｌｔｈｅｅｆｆｅｃｔｉｖｅｒｅｆｒａｃｔｉｖｅｉｎｄｉｃｅｓｏｆｔｈｅｇｕｉｄｉｎｇｍｏｄｅｓｉｎｃｒｅａｓｅｆｉｒｓｔｌｙａｎｄｔｈｅｎ

ｄｅｃｒｅａｓｅｗｉｔｈｔｈｅｉｎｃｒｅａｓｅｏｆａｎｎｅａｌｉｎｇｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ．Ｉｎｏｒｄｅｒｔｏｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｅｔｈｅｆｏｒｍａｔｉｏｎｍｅｃｈａｎｉｓｍｏｆ

ｔｗｏｋｉｎｄｓｏｆｗａｖｅｇｕｉｄｅ，ｔｈｅｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎｏｆｔｈｅｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃａｎｄｎｕｃｌｅａｒｅｎｅｒｇｙｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｆｕｓｅｄｓｉｌｉｃａａｎｄ

ｑｕａｒｔｚｃｒｙｓｔａｌｗｅｒｅｓｉｍｕｌａｔｅｄｕｓｉｎｇｔｈｅＳＲＩＭｃｏｄｅ．Ｉｎａｄｄｉｔｉｏｎ，ｔｈｅｒｅｆｒａｃｔｉｖｅｉｎｄｅｘｐｒｏｆｉｌｅｓｏｆｔｈｅｔｙｐｅｓ

ｏｆｗａｖｅｇｕｉｄｅｗｅｒｅｒｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｅｄ．Ｔｈｅｓｉｍｕｌａｔｉｏｎｒｅｓｕｌｔｓｓｈｏｗｔｈａｔｉｎｆｕｓｅｄｓｉｌｉｃａｔｈｅｍａｉｎｒｅａｓｏｎｏｆｔｈｅ

ｗａｖｅｇｕｉｄｅｆｏｒｍａｔｉｏｎｉｓｔｈａｔｔｈｅｒｅｆｒａｃｔｉｖｅｉｎｄｅｘｉｎｔｈｅｎｅａｒｓｕｒｆａｃｅｒｅｇｉｏｎｉｓｌａｒｇｅｒｔｈａｎｔｈｅｓｕｂｓｔｒａｔｅ．

Ｈｏｗｅｖｅｒ，ｉｎｑｕａｒｔｚｃｒｙｓｔａｌｗａｖｅｇｕｉｄｅｔｈｅｍａｊｏｒｆｏｒｍａｔｉｏｎｒｅａｓｏｎｉｓｔｈａｔｔｈｅｒｅｆｒａｃｔｉｖｅｉｎｄｅｘａｔｔｈｅｅｎｄｏｆ

ｉｏｎｔｒａｃｋｉｓｌｅｓｓｔｈａｎｔｈｅｓｕｂｓｔｒａｔｅｒｅｇｉｏｎ．Ｔｈｅｒｅｆｏｒｅ，ｔｈｅｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｅｎｅｒｇｙｄａｍａｇｅｐｌａｙｓａｎｉｍｐｏｒｔａｎｔ

ｒｏｌｅｆｏｒｔｈｅｆｏｒｍａｔｉｏｎｏｆｆｕｓｅｄｓｉｌｉｃａｗａｖｅｇｕｉｄｅ，ｗｈｉｌｅｎｕｃｌｅａｒｅｎｅｒｇｙｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎｉｓｔｈｅｄｏｍｉｎａｎｔｆａｃｔｏｒｉｎ

ｔｈｅｑｕａｒｔｚｃｒｙｓｔａｌｗａｖｅｇｕｉｄｅ．

１１００３１４０
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犓犲狔狑狅狉犱狊：Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄｏｐｔｉｃｓ；Ｗａｖｅｇｕｉｄｅ；Ｉｍｐｌａｎｔａｔｉｏｎ；Ｆｕｓｅｄｓｉｌｉｃａ；Ｑｕａｒｔｚｃｒｙｓｔａｌ

犗犆犐犛犆狅犱犲狊：１３０．２７９０；１３０．３１２０；１６０．６０３０；２３０．７３９０

０　犐狀狋狉狅犱狌犮狋犻狅狀

Ｆｕｓｅｄｓｉｌｉｃａｉｓｏｎｅｏｆｔｈｅｅａｒｌｉｅｓｔｉｎｔｅｇｒａｔｅｄｏｐｔｉｃａｌｍａｔｅｒｉａｌｓｂｅｃａｕｓｅｏｆｌｏｗｃｏｓｔ，ｌｏｗｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ

ｌｏｓｓ，ｈｉｇｈｃｏｕｐｌｉｎｇｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ，ｇｏｏｄｌｉｇｈｔｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎａｎｄｅａｓｙｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ
［１］．Ｉｔｉｓｗｉｄｅｌｙｕｓｅｄｉｎｐｒｅｃｉｓｉｏｎ

ｃａｓｔｉｎｇｉｎｄｕｓｔｒｙ，ｏｐｔｉｃａｌｆｉｂｅｒｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ，ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓｉｎｄｕｓｔｒｙ，ｃｈｅｍｉｃａｌｉｎｄｕｓｔｒｙ，ｃｅｒａｍｉｃｓ，ａｎｄ

ｍｅｔａｌｌｕｒｇｙｉｎｄｕｓｔｒｙ
［２４］．Ｉｔｃａｎｂｅｕｔｉｌｉｚｅｄａｓｒｅｆｒａｃｔｏｒｉｅｓａｎｄｔｈｅｒｍａｌｉｎｓｕｌａｔｉｏｎｍａｔｅｒｉａｌ

［５６］．Ｑｕａｒｔｚｃｒｙｓｔａｌ

ｉｓａｎｉｍｐｏｒｔａｎｔｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ ｍａｔｅｒｉａｌｏｗｉｎｇｔｏｉｔｓｓｔｒｏｎｇｐｉｅｚｏｅｌｅｃｔｒｉｃｅｆｆｅｃｔ，ｌｏｗｔｈｅｒｍａｌｅｘｐａｎｓｉｏｎ

ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ， ｇｏｏｄ ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ， ｅｘｃｅｌｌｅｎｔ ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｓｔａｂｉｌｉｔｙ ａｎｄ ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ

ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃ
［７８］．Ｉｔｃａｎｂｅｐｒｏｄｕｃｅｄｔｏｉｄｅａｌｓｅｎｓｏｒ

［９］，ｆｉｌｔｅｒ，ｒｅｓｏｎａｔｏｒ
［１０１１］，ａｎｄｍｉｃｒｏｂａｌａｎｃｅ

［１２１４］．

Ａｌｔｈｏｕｇｈｔｈｅｆｕｓｅｄｓｉｌｉｃａａｎｄｑｕａｒｔｚｃｒｙｓｔａｌｈａｖｅｔｈｅｓａｍｅｃｈｅｍｉｃａｌｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ，ｂｕｔｔｈｅｉｒｍｉｃｒｏｓｔｒｕｃｔｕｒｅ

ｉｓｄｉｆｆｅｒｅｎｔ．Ｆｕｓｅｄｓｉｌｉｃａｉｓａｍｏｒｐｈｏｕｓ，ｗｈｉｌｅｑｕａｒｔｚｃｒｙｓｔａｌｉｓｃｒｙｓｔａｌｓｔｒｕｃｔｕｒｅ．

Ｉｏｎｉｍｐｌａｎｔａｔｉｏｎｉｓａｕｎｉｑｕｅｍｅｔｈｏｄｔｏｐｒｏｄｕｃｅｏｐｔｉｃａｌｗａｖｅｇｕｉｄｅｓｉｎｍａｎｙｏｐｔｉｃａｌｍａｔｅｒｉａｌｓ
［１５１６］．

Ｔｈｅｒｅｗｅｒｅｓｅｖｅｒａｌｒｅｐｏｒｔｓｏｎｗａｖｅｇｕｉｄｅｓｉｎｆｕｓｅｄｓｉｌｉｃａａｎｄｑｕａｒｔｚｃｒｙｓｔａｌｂｙｉｏｎｉｍｐｌａｎｔａｔｉｏｎ
［１７１９］．

Ｈｏｗｅｖｅｒ，ｔｏｏｕｒｋｎｏｗｌｅｄｇｅ，ｔｈｅｒｅｈａｓｂｅｅｎｎｏｒｅｐｏｒｔｏｎｃｏｍｐａｒｉｓｏｎｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅｔｗｏｋｉｎｄｓｏｆｗａｖｅｇｕｉｄｅ

ｆａｂｒｉｃａｔｅｄｂｙｔｈｅｓａｍｅｍｅｔｈｏｄ．Ｉｍｐｌａｎｔａｔｉｏｎｏｆｈｅａｖｙｉｏｎｓｈａｓｂｅｅｎｐｒｏｖｅｎｔｏｂｅａｂｅｔｔｅｒｓｔｒａｔｅｇｙｆｏｒ

ｗａｖｅｇｕｉｄｅｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎｄｕｅｔｏｔｈｅｌｏｗｅｒｄｏｓｅｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓ．Ｃｏｎｓｉｄｅｒｉｎｇｔｈａｔ，ｗｅｃｈｏｏｓｅＣｕ
２＋ ｉｏｎ

ｉｍｐｌａｎｔａｔｉｏｎｉｎｏｕｒｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔ．Ｉｎｏｕｒｗｏｒｋ，ｗｅｆａｂｒｉｃａｔｅｄｐｌａｎａｒｗａｖｅｇｕｉｄｅｓｉｎｆｕｓｅｄｓｉｌｉｃａａｎｄｑｕａｒｔｚ

ｃｒｙｓｔａｌｂｙｔｈｅｓａｍｅｉｏｎｉｍｐｌａｎｔａｔｉｏｎｃｏｎｄｉｔｉｏｎ．Ａｎｄｔｈｅｎ，ｗｅｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｅｄｔｈｅｆｏｒｍａｔｉｏｎｍｅｃｈａｎｉｓｍｂｙ
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